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Emissao term

Existem diversas fontes d
ser citadas:

Filamento quente,
Emissao fotoeletrica;
Emissao de campo;
Hollow catodos;
Emissao catodica.
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Dados de emissao
alguns ma

Metal A I_Alm"-l\"_) P (V)
Wa 0.0 < 10¢ 4.55
Ta 550 < 10¢ 425
N1 300 x 1094 <14
(s 160.0 =« 1¢¢ 2.14
P 320 x 1D 5.65
C1 48.0 x 11 3.50
Ba o W .5 < 108 |.5h
Ceon W 3.2x 10 36
& . 5.0
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Efeito fotoel

Um outro metodo de eml
partir de solidos é o efeito
elétron adquirem energia a
fotons provenientes
eletromagnéticas gque pProv
elétrons ao vencer a b
trabalho do material.

Vein = € ¢ / h (HZ)
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Aplicacoes do efeito

As limitacOes de fontes lu
uso de emissoes por efeit
estabilizar a descarga e
Townseng em uma descarg
descarga luminescente e
entre os eletrodos. O uso
empregado na geracao de
vantagem de ser opera
ambiente.
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Emissao d

Emissao de campo
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Fisica da emiss
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Fisica da emissa

Caracteristicas da emissao de
de tungste
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Hollow cat

As fontes baseadas em hol
desenvolvidas apos 196
extremamente empregados
substituicao as fontes termo



Fonte tipo

" A=
& GAS FLOW o s e Yl
TUNGSTEN OR
TANTALUM TUSE

al THE LIDSKY CATHOIE

Nesta fonte o plasma é
metalico levado a incand
dos gases ou por uma font




Fonte do tip

KEEPER ELECTRODE
b) PLASMA BRIDGE CATHCOCOE

« Neste tipo de fonte o pl
aquecedor externo ao tu
principalmente com vap



Fonte do tipo t
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¢ THE HOT-TUBE HOLLOW CATHOOE

» Nesta fonte, o plasma e g
do tubo levado a incandesc
de potencial elétrico en
metalicos concéntricos.



Fonte do tipo fila

KEEFER ELECTROOE

NSULATOR-" HEATER COIL~
d! THE COIL HEATSD HOLLOW CATHOUE

« Esta fonte possue um fil
tungsténio ou tantalo, que
lonizando 0 gas e a0 Mmes
passagem de corrente elétrica



Fonte baseada e

« Esta fonte é utilizada principa
I0nica utilizada em sistemas esp
vantagem & o0 minimo consu
permite o seu funcionamente por



Fonte baseada e
mercu
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« Esta fonte € a evolucdo da fonte de
em propulsao idnica em sistemas
vantagem € o menor consumo de
funcionamente por ate 10000 horas.
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Emissao cat

« A emissao catodica e
elétrons secundarios de
ao bombardeamento po
ions. Este e um
mecanismos de manut
descarga DC e no caso
Impede 0 apagamento
ciclos negativos.

# of elecirons emitied
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# of 1ons incident on surface




Emissao ¢
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Caracteristicas
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Fontes de
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Deflexao el

DEFLECT XN PLATES

DLECTHOMN GUN

N

)"

i H_)VJ £ !
- - L4 =
= (am'"mf v, :.w.( +:

= constant = V..




Deflexao eletr

' DEFLECTION
HEGION

3

i \k' o l
—

ELECTRON GUry

PN




Comparacao dos ef

AR i . "
Vo AR\

Oh" \\. \
\

-r

10

s 2
a;.A__;/;-_-__-___- -

Yo

ROY

F
&

ION/ELECTRON EN

FEASIBLE




Efeito de lentes e
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Sistema de focaliz
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